W fo L&
Qe 5450 (AL B

BERERZITRIZEESESD

H 39

1155 2R I % B4 LOGO T2 Edin) 8 ¥ %

Sl E55 LSt

ok

X

ik
o

£

&y

SERT R DAL LOGO JH#£F

ik
o

— FIES

1. FJ B

& R G R AL,

& 23R Particular KL 1 RS S A%
O EETE . NSRS

& EARE RO

\ gt Etmbake LR

2. MRES

R R Particular ki R 45118
3. EBZARE

MSZHIE SRR 2 LOGO J#£¢.
4. ot

R %

Particular ¥i 1 25 S 8% 30
C4D 2k 7y R I 10
B ROR A 20
AGRREE 20

=\ E&REN
1. /ARG, R E RS SNBSS & R E R, X E ST B &
PP, IR o
2 & HIIFO | ANAVEY | BUTIE

AL 5

Particular ¥i 1 24 S ¥ 5%,




SaBlu B L¥K®

(AR R
CAD 4 1 R A 5
BB R AR A 5
AT
etk
=y
2 B
e s ERER ERNE SHE
P 5E B 150 AL EAE G 15
EEIC SRR 5
SEER E E ) F HOM SL R HF A0 % 5
R E
szilll s P AR HOM SE R HCF A0 % 5
YV YN
= R GITRIS EErErar Aiba 5
J5
SEIR 2 SR Bk 15
SERURE S SEE S B PME QIR STubre 5
LVE. CEE. B, TR QIR STuboe 5
UK ANE . ZME. S EE R | B iRd 5
B A W UR— %40 5 48, =IRHE | 15
H&iN 0
SLEAS SEAAVES
B, FIBEN IRF), FB—kdn 2 & 10
it R EAREL — )40 2 10
=\ K4S




-
SaEiL TR GRS 4,




	一、学习指导
	1、学习目标
	◆灵活掌握遮罩使用；
	◆掌握Particular 粒子系统参数调整；
	◆掌握克隆、随机效果器的使用；
	◆掌握二维效果材质；
	◆掌握动力学使用；
	遮罩的使用；Particular 粒子系统的使用
	3、任务内容
	4、评分标准
	二、考核评价
	三、学习体会

